
國立清華大學  奈微與材料科技中心
原子層沉積系統（ALD）
技術代工申請表
	 姓名
	
	所屬單位
	

	 連絡

 方式
	Tel  :            
	  單位主管/

指導教授簽章
	

	
	E-mail:             
	
	

	計畫名稱
	□國科會                                 

編號 ＮＳＣ                        (請申請者填寫)
□其他 ________________________________

	申請日期：_____________交件日期：_____________(請操作員填寫)

	製程條件
	□Al2O3製程  


	試片
編號
	遮罩材料
	製程溫度
(oC)
	沉積厚度
(nm)
	基板材料
	備註 : cycle數


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意事項: 

1. 除Al, Ti, Cr金屬外，不允許含其他金屬。
2. 不允許高分子材料。
3. 製程溫度僅提供150 oC, 250 oC, 300 oC三種。


	特殊條件或注意事項：
--------------------------------------------------------------------------------------
 
儀器負責人簽章： ____________ 操作或維護員簽章：____________

收件人簽章：_______________________ （收件時請收件人填寫） 


代工編號：   
